
AXE 6 - Physique et instrumentation

Fabrication additive : dépôt par jet d’encre

OBJECTIFS

- Connaître les principes et être capable de mettre en oeuvre les techniques de jet d’encre multi-buses et de
préparation de surface du substrat 
- Savoir réaliser une caractérisation fonctionnelle avec mesure électrique par testeur sous pointe
- Savoir réaliser une caractérisation physique avec mesure dimensionnelle par profilomètre tactile et par
microscopie électronique à balayage
- Savoir analyser les résultats issus de ces mesures

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs et chercheurs
Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

Prérequis : aucun

PROGRAMME

Le jet d'encre est la technologie principale de l'électronique imprimée. Cette technologie a notamment
pour avantages un faible coût (fabrication additive), un prototypage rapide et une très bonne
compatibilité avec les substrats souples et les dépôts organiques (OLED, OPV...). Elle nécessite
toutefois de nouvelles compétences sur la chimie des encres, la fluidique et la chimie de surface.
Cette formation permet de comprendre les phénomènes inhérents au jet d'encre afin d'être capable de
mettre au point un procédé de dépôt du début à la fin.

Cours (40 %)
- Technologie de jet d’encre :
. historique et introduction au jet d’encre
. théorie du jet d’encre (types d'encres, jettabilité, impression)
. technologie et équipements
- Fonctionnalisation de surface (pour les substrats)
- Techniques de caractérisation
Travaux pratiques (60 %) : réalisation d’un dispositif à base d’une encre argent sur un substrat
souple, le kapton
- Préparation du substrat : ozonateur ; greffage de SAM (self assembled monolayer)
- Apprentissage de la technique de jet d’encre :
. logiciels de dessin et de simulation
. logiciel d’éjection d’encre
. logiciel de dépôt et analyse
- Caractérisation :
. état de la surface du substrat (angle de contact)
. résistivité
. profilométrie
. microscopie électronique à balayage

EQUIPEMENT

Machine de dépôt par jet d’encre multi buses ; machines de fonctionnalisation ; testeur sous pointe et
profilomètre tactile

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'analyse et
d'architecture des systèmes
http://www.laas.fr

RESPONSABLES
Fabien MESNILGRENTE
Ingénieur d'études
UPR 8001
Benjamin REIG
Ingénieur de recherche
UPR 8001

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 6 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Alternance de cours (40 %) et de travaux
pratiques (60 %)
- TP encadrés par deux intervenants
En fin de formation, un test d’évaluation
d’acquisition des connaissances sera
effectué et une correction collective
commentée permettra au stagiaire de se
positionner sur l’atteinte des objectifs de la
formation. 
Des supports papier et PDF seront mis à
disposition du stagiaire.

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 24 069 : du mardi 19/03/24 à 09:00
au jeudi 21/03/24 à 17:00
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